






























专利名称(译) 超声波探头装置和制造超声波探头装置的方法

公开(公告)号 US9532767 公开(公告)日 2017-01-03

申请号 US13/870285 申请日 2013-04-25

[标]申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

申请(专利权)人(译) SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD.

当前申请(专利权)人(译) SAMSUNG ELECTRONICS CO.，LTD.

[标]发明人 CHO KYUNG IL
KIM DONG WOOK

发明人 CHO, KYUNG IL
KIM, DONG WOOK

IPC分类号 A61B8/14 A61B8/00 G01S15/89 B06B1/06

CPC分类号 A61B8/4444 A61B8/4494 B06B1/0622 G01S15/8913 G01S15/8925 A61B8/4477 Y10T29/49005

代理机构(译) 萨格鲁MION，PLLC

审查员(译) 基士JAMES

优先权 1020120043354 2012-04-25 KR

其他公开文献 US20130289410A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供了一种超声波探针装置和一种制造超声波探针装置的方法。超声探
针装置可以包括向目标对象发送超声波束的至少一个第一瓦片和接收从
目标对象反射的超声波束的至少一个第二瓦片。
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